




Developluent of A Mask-Aligner using A Laser 
for the Lithographic Processes 
周礼中 1、 劉京南「¥ 古橋秀夫tn、 内田悦行ttt
Lizhong Zhou， Jingnan Liu ， Hidco Furuhashi， Yoshiyuki Uchida 
Ahslnwl Precisioll lillear-posilionじonlrolLI討ingIloire sigllals havc bccn invc討ligalcdfo!' a Ilask-
alignlllcnl Dn Ihe lilhDgraphic仰'oc(.!ssc比 Diffl:rcnlialllloirell:cllIliqu己uメinglwo graling pairs 1800 oUI 01・
phas巴was1I討ed.Wil h the redllcl ion of Ihc noi犯人 aIlI i Il1provcl1l己nlof thc s!abi lily of lhe lascr Olllput 
pOWl:!'， the linl:ar-ali旦I1Ill己nlaじじuraじY01' :t4n日!was oblaillじd.FlIrlhじrrnon;，rolalional.posilion conlrol 
using dili'er'enlし，Irnoirelcchniquc has bccn invesligalcd. Thl: rolal川 nal-alignlllenlal'CUnlcy of:t4 X 10-7 















































1M 4M 16M 64M 256M 1G 4G 
Memory Density (bit) 
同1 DRAMの最小1工寸1

























i!;~動モアレ法では、 2 キ11の同折杭 I-X.j を f史JTJ-9 
るu宝14)。ただし、附li折十件「対の11]に 18 0)立







Iぐれ、'，_'-ぃ川、λ 心、¥入 1-<-ー -Wafer
X線リソグラフイー グレーテイ/グ対1':15 
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2 . 3 結果
|叉11 0 (a)に'K.験で伴られた 2つのモアレ灯りー
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dx = L sinδ-L sin (0 -dO) 

















































































角度{立i註iため結果。 P=25μm、1.=80111、5=45・関 17 
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